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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成29年2月16日(2017.2.16)

【公開番号】特開2014-147752(P2014-147752A)
【公開日】平成26年8月21日(2014.8.21)
【年通号数】公開・登録公報2014-044
【出願番号】特願2014-15093(P2014-15093)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   6/03     (2006.01)
   Ｇ０６Ｔ   1/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ    6/03     ３５０Ｒ
   Ａ６１Ｂ    6/03     ３５０Ｑ
   Ｇ０６Ｔ    1/00     ２９０Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成29年1月12日(2017.1.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フラット・モジュール検出器アレイを有する計算機式断層写真法（ＣＴ）システムにお
いて撮像を行なう方法であって、
　ＣＴ走査から対象のファン・ビーム投影データを得るステップと、
　前記フラット・モジュール検出器アレイの幾何学的構造パラメータを得るステップと、
　前記ファン・ビーム投影データをパラレル・ビーム投影データへ変換するステップであ
って、前記幾何学的構造パラメータに基づいてファン・ビーム・投影データからデータを
並べ換えするステップと、
　前記パラレル・ビーム投影データからＣＴ画像を形成するステップと
を備え、
　データを並べ換えする前記ステップは、
　前記ＣＴ走査の設定パラメータを用いて、前記ファン・ビーム投影データと、対応する
前記パラレル・ビーム投影データとの間の関係を得るために、前記幾何学的構造パラメー
タに基づいて、前記ファン・ビーム・投影データを再標本化するステップと、
　前記パラレル・ビーム投影データと前記ファン・ビーム投影データとの間の前記対応関
係に基づいて前記ファン・ビーム投影データに補間を施すステップを含んでおり、
　前記ファン・ビーム投影データに施される前記補間は６次のラグランジュ補間である方
法。
【請求項２】
　データを並べ換えする前記ステップは、等間隔化されたパラレル・ビーム投影データを
生成するために、前記パラレル・ビーム投影データを等間隔化するステップをさらに含ん
でおり、該等間隔化されたパラレル・ビーム投影データと間隔変更前の前記パラレル・ビ
ーム投影データとの間の対応関係が、前記パラレル・ビーム投影データを等間隔化するこ
とにより得られ得る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記パラレル・ビーム投影データを等間隔化する前記ステップは、予め決められた距離
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で前記パラレル・ビーム投影データを等間隔化するステップを含んでいる、請求項２に記
載の方法。
【請求項４】
　前記等間隔化されたパラレル・ビーム投影データと間隔変更前の前記パラレル・ビーム
投影データとの間の前記対応関係に基づいて前記パラレル・ビーム投影データに補間を施
すステップをさらに含んでいる請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＣＴ走査から前記対象のファン・ビーム投影データを得る前記ステップは、前記Ｃ
Ｔシステムがヘリカル・スキャンを実行するときには、アキシャル・スキャン・データを
得るために、前記ヘリカル・スキャンにより得られる前記ファン・ビーム投影データを補
間するステップを含んでいる、請求項１から請求項４の何れか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記パラレル・ビーム投影データからの前記ＣＴ画像の形成は、フィルタ補正逆投影再
構成アルゴリズムに基づく、請求項１から請求項５の何れか一項に記載の方法。
【請求項７】
　彎曲型検出器アレイに適用可能である請求項１から請求項６の何れか一項に記載の方法
。
【請求項８】
　フラット・モジュール検出器アレイを有する計算機式断層写真法（ＣＴ）システムにお
いて撮像を行なってＣＴ走査から対象のファン・ビーム投影データを得る装置であって、
　前記フラット・モジュール検出器アレイの幾何学的構造パラメータを取得するパラメー
タ取得手段と、
　前記パラレル・ビーム投影データと前記ファン・ビーム投影データとの間の対応関係を
得るために、前記幾何学的構造パラメータに基づいて、前記ファン・ビーム投影データか
らパラレル・ビーム投影データへデータを再標本化し、かつ前記パラレル・ビーム投影デ
ータと前記ファン・ビーム投影データとの間の前記対応関係に基づいて前記ファン・ビー
ム投影データに補間を施すデータ並べ換え手段であって、データの前記再標本化は、前記
ＣＴ走査の設定パラメータを用いるデータ並べ換え手段と、
　前記パラレル・ビーム投影データを用いてＣＴ画像を形成する画像生成手段と
を備えており、
　前記ファン・ビーム投影データに施される前記補間は６次のラグランジュ補間である、
装置。
【請求項９】
　前記データ並べ換え手段は、等間隔化されたパラレル・ビーム投影データを生成するた
めに、前記パラレル・ビーム投影データを等間隔化する動作をさらに含んでおり、該等間
隔化されたパラレル・ビーム投影データと間隔変更前の前記パラレル・ビーム投影データ
との間の対応関係が、前記パラレル・ビーム投影データを等間隔化することにより得られ
得る、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記並べ換え手段は、予め決められた距離で前記パラレル・ビーム投影データを等間隔
化する、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記並べ換え手段は、前記等間隔化されたパラレル・ビーム投影データと間隔変更前の
前記パラレル・ビーム投影データとの間の前記対応関係に基づいて前記パラレル・ビーム
投影データに補間を施す、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記パラレル・ビーム投影データに施される前記補間は４次のラグランジュ補間である
、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　請求項８から請求項１２の何れか一項に記載の装置を備えた計算機式断層写真法（ＣＴ
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）システム。
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